Rozktad zaje¢ dla studidow stacjonarnych | stopnia - semestr zimowy (20222)

PONIEDZIALEK / Monday
Grupa MXUSM-171 | MXIFO-171 | MTIFO-171 | IPAUT-171 | IPIPM-171 MTMKM- MTMIN- IPROB-171 | MTESP-171 MTTMU-
godz. 171 171 171
15 _ 900
8°-9 IDE PRPF
. Sem. dypl.
Lect. + Proj. 5. 517 w. +1.
gis . 10% 718 GM ' s. 336
15 _ 00 Py
10°-11 Diploma Diploma TES Sem. dypl. SMPM
seminar seminar w. cw. w.
5 o0 140 GM 140 GM s. 517 s. 336 s. 244 DTP
11+ -12 DPP w. +1.
Opto- w. + lab. s. 14, 242
s. 344
ELEC5/ numerical
1215 -13%
APPUL Methods OM“/"P SIWP Se";'\:yp"
Lect. and Testing . 5'17 proj. s 24;4
1315 - 1400 140 GM Lab. : '
420A GM
1415 - 150 Photonics
Systems and | oo e MIOTY OBIERALNE:
Mvi Devices . .
1.  Kompozyty w urzadzeniach mechatroniki - s. 244
1515160 | lect.+ Lab. Lab.
+ Proj. GM
513 GM
1615 - 17% PRZEDMIOTY OBIERALNE:
1. Projektowanie stron internetowych z wykorzystaniem systemdw zarzadzania trescia (na przyktadzie
systemu Wordpress) s. 308
175 - 18% 2. Wspdtczesne metody prezentacji i promocji —s. 422

WTOREK / Tuesday
Grupa MXUSM-171 | MXIFO-171 | MTIFO-171 | IPAUT-171 IPIPM-171 MTMKM- MTMIN-171 | IPROB-171 | MTESP-171 MTTMU-
godz. 171 171
815 - 900
PRZEDMIOTY OBIERALNE:
g5 10% 1.  Normalizacja i certyfikacja wyrobow medycznych —s. 603
umMbD Sem. dypl.
10%-11% w. +1 | pot sem
e SMPM P
s. 626 lab
s 0 terminy lab. s ’ OWIB w.
11%-12 do ustalenia ' Il pot sem.
z PWS-2/2 s. 207
- prowadzacy JAVA
1215 -13 m w
: SIAE Sem. dypl.
ELEC5/ Vl\IZZ\QI: 5.6 lab. Il pot sem
APPUL ) s. 240 s. 207
1315 - 1400 |_ab_ w. +p.
140 GM s- 718 -
W.
1415 - 15%° PWS-4 MUM | pot. sem. PISP
ULR w SMOEM SIPR MTP W. + proj.
w. + lab. s 663 Il pot. sem. lab. lab. | pot. sem.
15 -16% 5.336 ‘ l.+p. 5.206
s. 522
16%° - 17° PRZEDMIOTY OBIERALNE:
1. Metody CAD/CAM/CIM w modelowaniu systeméw mechatronicznych —s. 620
175 1g% 2. Brydz sportowy -s. 336




Rozktad zaje¢ dla studidow stacjonarnych | stopnia - semestr zimowy (20222)

SRODA / Wednesday
Grupa MXUSM-171 | MXIFO-171 | MTIFO-171 IPAUT-171 IPIPM-171 MTMKM- MTMIN-171 | IPROB-171 | MTESP-171 MTTMU-
godz. 171 171
815. goo PWS2/
Photonics MESKi lab.
Systems and co 2 tyg.
915 - 10% Devices s.420 A
Lecture
517 GM AHD
10%5 - 119 lab. SiAE
U'V"I) SMV?EM 5.336 w.
w. + 1. .
| pot. sem.
1115 - 1200 Academic s. 603, 626 s. 244 599
Writing terminy lab.
Tutorial do ustalenia
- PWS-2/1 PWS-2/1
12%°-13% 522 GM on / IPR Zd sem. dypl. R / MTP
— _— w. +p. prowadzacy proj. w1 w.
1315 - 1490 Digital T 5.6 m 5. 206 T 5.207
Image s.6 s.6
Processing
145 - 15% Lecture PWS-3/1 PWS-2/1 PMES PWS-3/1
522 GM SPLC SPLC proj. SPLC
.. w. + 1. w. +1. co 2 tyg. w. +1.
1515 - 16% Digital 5.16 5. 16 5. 420A 5.16
Image ) ) : ’
Processing
16% - 17% Lab. + proj.
s.522GM | pRZEDMIOTY OBIERALNE:
1.  Programowanie mikrokontroleréw —s. 336
1715 - 1800

CZWARTEK / Thursday

G’g‘;’;az MXUSM-171 | MXIFO-171 | MTIFO-171 | IPAUT-171 | IPIPM-171 |MTMKM-171| MTMIN-171 | IPROB-171 | MTESP-171 | MTTMU-171
TINF w.
815- 9% PWS-2/1 PTB | pot. s:’m. SIPR
SIPR SMOEM
w. +| W+ Il pot. sem w. + 1.
915 _ 1090 CPOL/WMA 5. 519 s. 603 I +p. s.519 cPO-1/
s. 336 CPO-2
w. + 1 +p.
105 . 190 Opto- s 16 w. + 1. +p.
- numerical ’ PWS-2/2 PWS-3/2 s. 16
Methods and PSB SIwp Sem. d.ypl. PMES w. RBM UIZE
Testing W+l wyk. proj. co 2 tyg. W w.
1115 - 1200 Lecture 5.522 s. 14 s. 603 s. 336 5. 716 s. 703
517 GM
1215 - 13% USF Sem. dypl. | Sem. dypl. Pws.z/ EUM PWS-3/2
. , MESKki w.
w. cw. cw. 02 tyg w. RBM
1315 - 14 s.517 s. 344 s. 244 . 422 s.522 lab. UIZE
lab. TTV-2
1415 - 15% . 5. 137
SYop EUM proj. ) p.
PWSs-3/2 w.+1. | pot. sem. AHD s. 703 + ASP
1515 _ 169 \:'ﬁ s.244 s. 127 w. ul. Spo3kojna
L 1
5. 16 s. 16
161 - 179
PWS-2/2
JAVA lab.
15 _ 00
175 - 18 17:15-19:00
s. 420a




Rozktad zajec dla studidw stacjonarnych | stopnia - semestr zimowy (20222)
SEMESTR VII

PIATEK / Friday

Grupa MXUSM-171 | MXIFO-171 | MTIFO-171 | IPAUT-171 | IPIPM-171 MTMKM- MTMIN- IPROB-171 | MTESP-171 MTTMU-
godz. 171 171 171
815- 90 omP
lab.
Il pot. sem.
15 _ 1000 s. 513,512 -
9 PWS-2/1 SIPR
SIPR
lab lab.
10%5 - 1100 s. 308 s. 308
USF
lab.
1135 - 1200 s. 504
1215-130%

PRZEDMIOTY OBIERALNE:
1.  Europejskie uwarunkowania dziatalnosci inzynierskiej —s. 603

1315 - 14%

1415 - 15%

1515 - 1600

Tryb zdalny (remote)

Zdalny mieszany (remote hybrid)

Stacjonarny mieszany (face-to-face hybrid)

Stacjonarny (in line)

Przyjete skréty:

AHD - Aktuatoryka hydrotroniczna PW - Przedmiot wariantowy
APP - Atestacja aparatury pomiarowe;j PWS - Przedmiot wariantowy specjalnosciowy
APPUL - Applications of Ultrasound RBM - Robotyka mobilna
AWZI - Aplikacje w zastosowaniach inz. RiM - Roboty i manipulatory w inzynierii medycznej
DS. - Diploma seminar RM - Robotyka Mobilna
ELECS - Elective Lecture 5 SiAE - Sensoryka i aktuatoryka elektromagnetyczna
IDE - Industrial Design SIPR - Sterowanie i programowanie robotow
IPR - Inzynieria oprogramowania SIWP - Systemy informatyczne w przemysle
KIUD - Kontrola jakosci urzadzen diagnostycznych SKD - Systemy kontroli defektoskopowej
KSP - Kalibracja systeméw pomiarowych SMPM - Systemy pomiarowe
KUP - Komputerowe urzadzenia peryferyjne SPLC - Sterowniki programowalne PLC
LPP - Laserowe przetworniki pomiarowe SPT - Sensory i przetworniki wielkosci termodynamicznych
MATLA - Wprowadzenie do programowania w MATLAB'ie SPW - Sensory i pomiary wielkosci nieelektrycznych
MES - Metoda elementéw skoriczonych - zastosowania w STP - Sterowniki programowalne
bioinzynierii SYOP - Systemy operacyjne
MRP - Maszyny i roboty pomiarowe TES - Technika swietlna
MTP - Metrologia przeptywéw TINF - Transmisja informacji
MUM - Mikrourzgdzenia MEMS TLBIO - Techniki laserowe w biomedycynie. Biofotonika
MVI - Machine vision TMENU - Techniki medycyny nuklearnej
NMIOT - Numerical Methods in Optical Techniques TRI - Transmisja informacji
OMP - Opto-numeryczne metody pomiaru TTG - Techniki tomograficzne
OowIB - Ochrona wtasnosci intelektualnej i badanie opinii TTV2 - Technika telewizyjna 2
publicznej TUDM - Technika ultradZzwiekowa w diagnostyce medyczne;j
PES - Podstawy metody elementdéw skoricz. TWE2 - Technologia wyrobéw elektron. Il
PISP - Projektowanie interfejséw sprzetowych i TWM2 - Technologia wyrobéw elektronicznych II
programowych UMD - Urzadzenia multimedialne
PMES - Podstawy metody elementdéw skoriczonych USF - Urzadzenia i systemy fotoniczne
PMOM - Podstawy modelowanie w medycynie WMA - Widzenie maszynowe
POW - Przedmioty obieralne Wydziatowe WZWP - Wybrane zagadnienia wzornictwa przemystowego
PPP - Projektowanie procedur pomiarowych ZIN - Zagadnienia jakos$ci w projektowaniu
PRPF - Podstawy realizacji produkc;ji filmowej ZSDO - Zaawansowane systemy diagnostyki obiektow
PSB - Podstawy systemdw baz danych technicznych

PTB - Podstawy technik badan urzadzen prec.



